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Introduction
หลกัการท างาน

มีการผลิตบีมอิเล็กตรอน

เร่งบีมให้มีพลังงานมากพอ

ท าการโฟกัสให้บีมมีขนาดเล็กที่สดุ 
ยิ่งเล็กยิ่งได้ก าลังขยายภาพที่สูง

Scan บีมตามแนวแกน X และ Y
ทีละจุดพิกเซล

Detector จะวัดค่า Secondary 
Electron ที่ได้จากบีมชนกับ Sample

จะท าการ Scan แล้วอ่านค่าทีละจุด 
แล้วน าไปสร้างเป็นภาพ

Source: https://www.doccheck.com/en/detail/photos/8330-ant-sem



Introduction
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง

Electron Gun 
Condenser Lens

Detector (SE detector)

Scanning coils
Vacuum Chamber

Image processing 

Source: https://www.doccheck.com/en/detail/photos/8330-ant-sem



Introduction
Electron Gun 

Condenser lenses

Scanning coil
Vacuum chamber

Detector (SE detector)Image processing 

Vacuum Pump



• Model V1
• ปี 2565

15 cm

30 cm

3D Model from SolidWorks

Design Scanning Electron Microscope (SEM)



Alignment Center line

3D Model from SolidWorks

Wehnelt

Filament

Anode

Steering

Chamfer

Design Scanning Electron Microscope (SEM)
• Model V1



Design Scanning Electron Microscope (SEM)
• Model V1
• ปี 2565

Electron Beam

30 mm 



Design Scanning Electron Microscope (SEM)
• Model V2
• ปี 2566

Condenser lens

Steering

Condenser lens



Design Scanning Electron Microscope (SEM)
• Model V2
• Design Condenser lens

Electron Beam
Diameter ≈ 1 mm 

10 mm 

• ลวดทองแดงเบอร์ 17 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 mm 
• พันจ านวน 19 ชั้น ชั้นละ 46 รอบ
• รวม 874 รอบ



• ออกแบบอุปกรณ์จับยึดส าหรับ Aperture ∅ 100 µm

Aperture
∅ 100 µm

Section view

Design Scanning Electron Microscope (SEM)



Design Scanning Electron Microscope (SEM)

Vacuum Chamber Beam size < 0.3 mm

Detector

ชุดส าหรับวาง Sample

10 mm 

10 mm 



Design Scanning Electron Microscope (SEM)

• ปี พ.ศ. 2565
• Beam ยังมีขนาดใหญ่ และไม่กลม
• Beam ไม่เสถียร

• ปี พ.ศ. 2566
• Condenser lens
• สามารถ Focus Beam ได้
• Beam มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 mm

• ปี พ.ศ. 2566
• Condenser lens + Aperture
• สามารถ Focus Beam ได้
• Beam มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.3 mm

สรุปผลการทดลอง

10 mm 10 mm 30 mm 



• ออกแบบชุดส าหรับวางแผ่น Screen เรืองแสง และชิ้นงานตัวอย่าง

ออกแบบชุดส ำหรับวำงชิ้นงำน

ลวดโลหะ

ชิ้นงำนตัวอย่ำง

แผ่น Screen

Design Scanning Electron Microscope (SEM)
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